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【緒言】液体の固体表面における濡れ性の定量的な指標である接触角は, 大気中で測定されるこ

とが多く, 気体の吸着や表面の汚染などによって再現性が問題となることがある. 極薄のグラフ

ェンを堆積した基板表面の濡れ性は, 基板と同じ濡れ性を示す“濡れ性の透過現象”[1]が報告さ

れているが, 表面汚染の影響がある可能性も指摘されている[2]. そこで本研究では, 我々がこれ

まで開発してきた, 真空中でも揮発しないイオン液体(IL)を接触角プローブ液体として用いた真

空接触角測定装置[3,4]をベースに, CVD 装置と直結した CVD-真空接触角測定複合装置を開発し, 

CVDグラフェンの基板被覆率や大気暴露が, 接触角に及ぼす影響について調査した.  

【実験方法】Fig. 1 に, 今回開発した装置の概図を示す. ゲー

トバルブを通して接触角測定チャンバーとCVD用管状炉が直

結されており, 作製したグラフェンは, 大気に暴露すること

なく接触角測定チャンバーまで搬送可能である. 実験には, 

1000℃で 3 時間アニール処理を行った Al2O3(0001)基板に Cu

をスパッタして堆積させた基板を用いた. Ar+H2 フロー中で

CH4を炭素源とした CVD 法によってグラフェンを合成し, そ

の後真空引き , もしくは大気暴露した後真空引きし , IL(1-

ethyl-3-methylimidazoliumbis trifluoromethylsulfonyl amide) : 

[emim][TFSA]を滴下して接触角を測定した.  

【結果と考察】Fig.2 に, 測定された接触角の値を示す. まず, 

Cu上(0分)では大気暴露によって接触角が約 0°から 16.9°ま

で大きく増加した. これは大気暴露による Cu表面の酸化や汚

染が要因と考えられる. 一方グラフェン製膜後は, 接触角は

増大し, 大気暴露の影響は大きくは確認されなかった. この

結果から, Cu上の CVDグラフェンはイオン液体に対して濡れ透過性を示さないこと, グラフェン

上におけるイオン液体の濡れ性に及ぼす大気暴露の影響は小さい可能性が示唆された. 
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Fig.1 Scheme of a CVD-

contact angle measurement 

Fig.2 IL contact angles for bare 

Cu and graphene with and 

without air exposure.  
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